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近红外显微分光测定仪

USPM-RU-W

从380 nm~1050 nm的可视光⾄近红外

实现⼤范围波长区域中的分光测定

奥林巴斯卓越的技术可以进⾏曲⾯·微⼩区
域的⾼精度&⾼速测定。

使⽤平⾯光栅、线传感器和⾼速分光光度测定法，从⽽实现⾼
速、⾼重复性的测定。

新设计了可以在Ø17~70 μm的测定区域中进⾏⾮接触测定的专
⽤物镜。新设计的镜⽚即使在曲⾯或细⼩的电⼦部件上也能进
⾏重复性极⾼的测定。

不需要进⾏复杂的背⾯处理，就可精确测定反射率。与共焦系
统类似，通过采⽤特殊的光学元件阻挡焦点外的反射光，可以
减少背⾯的反射光。⽆论采⽤的光学元件是圆形、椭圆形还是
平⾯形，USPM-RU-W在准备样品时都不要进⾏背⾯防反射处
理。

根据测定的分光反射率数据进⾏单层膜或多层膜的膜厚解析。
可以根据⽤途选择最佳的测定⽅法。

这是⼀种根据测定的分光反射率值的峰值与低⾕的
周期性计算出膜厚的⽅法，对于测定单层膜是有效
的。不需要复杂的设置，可以简单地求出。

峰⾕法

这是⼀种根据测定的分光反射率值的周期性计算膜
厚的⽅法，对于单层膜及多层膜的测定有效。难以
检测出峰值及低⾕等时，可以⼏乎不受噪⾳的影响
进⾏解析。

傅⾥叶转换法

这是⼀种通过推算测定的分光反射率值与根据某种
膜构造计算的反射率的差达到最⼩的构造计算出膜
厚的⽅法，对于单层膜及多层膜的测定有效。还可
以进⾏不会出现峰值及低⾕的薄膜解析。

曲线调整法

平⾯光栅

线传感器

视野光圈

环形光圈

光源部位

成像镜⽚

半反射镜

物镜

样品

实现⾼速测定 测定反射率时，不需要背⾯防反射处理

最适⽤于测定细⼩部件、镜⽚的反射率

可选择的膜厚测定⽅法

测定图

样品镜⽚

专⽤

物镜

※插图为形象图。（不能正确地表现实际情况）
※膜厚测定在测定反射率时是⼀种有效的功能。

微⼩点测定图

*使⽤40×物镜时，在
本公司的测定条件下
进⾏测定。
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规格

尺⼨图

M1731C-072015

（单位：mm）

型号 USPM-OB10x USPM-OB20x USPM-OB40x

倍率 x04 x02 x01

测定NA*4 0.12 0.24 0.24

测定范围*5 70 μm 35 μm 17.5 μm

⼯作距离 14.3 mm 4.2 mm 2.2 mm

样品的曲率半径 ±5 mm～ ±1 mm～ ±1 mm～

物镜

反射率测定 透过率测定*1 45度反射率测定*1

*1 选件组件   *2 本社测定条件下的测定  *3 包括透过测定装置和45°反射率测定装置的总重量⼤约为33Kg

*4 不同于物镜的NA。  *5 点径

PC

名称 近红外显微分光测定仪  近红外显微分光测定仪⽤  近红外显微分光测定仪⽤

    透过率测定选配件 45度反射率测定选配件

型号 USPM-RU-W
测定波长 380～1050 nm
测定⽅法 对参照样品的⽐较测定  对100%基准的透过率测定  对参照样品的⽐较测定

测定范围 参照下列对物镜的规格  约ø2.0 mm
测定重复性 反射率测定 使⽤10×、20×物镜时  ±0.02[%]以下（430-1010 nm）、 ±0.3[%]以下（430-1010 nm）、

（3σ）*2   ±0.2[%]以下（上述以外） ±1.0[%]以下（左侧记载除外）

  使⽤40×物镜时  ±0.05[%]以下（430-950 nm）、

   ±0.5[%]以下（上述以外）

 厚膜测定  ±1% —
波长显⽰分辨率 1 nm
照明附件 专⽤卤素灯光源　 JC12V 55W（平均寿命700 h）
位移受台 承载⾯尺⼨：200(W)×200(D) mm　　

 承重：3 kg
 ⼯作范围：(XY) ±40 mm, (Z)125 mm
倾斜受台    承载⾯尺⼨：140(W)×140(D) mm
 —   承重：1 kg
    ⼯作范围：(XT) ±1°, (YT) ±1°
装置质量 主体：约26 kg（PC除外）  主体：约31 kg（PC除外）*3

 控制电源箱：约6.7 kg
装置尺⼨ 主体部位：360(W)×446(D)×606(H) mm 主体部位：360(W)×631(D)×606(H) mm
 控制电源箱：250(W)×270(D)×125(H) mm （不包括突出部分）
电源规格 输⼊规格：AC 100-240V (110V) 50/60 Hz
使⽤环境 ⽔平⽆振动的场所

 温度：15～30℃
 湿度：15～60％RH（⽆结露） 
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如需咨询或联系，请登录：

奥林巴斯株式会社
⽇本国东京都新宿区西新宿2丁⽬3-1 Shinjuku Monolith

奥林巴斯（中国）有限公司⼴州分公司
⼴州市环市东路403号 ⼴州国际电⼦⼤厦15层
电话：020-6122-7171 传真：020-6122-7178
E-mail: opto-m@olympus.com.cn

奥林巴斯（中国）有限公司上海分公司
上海市徐汇区淮海中路1010号 嘉华中⼼10层
电话：021-5170-6105 传真：021-5170-6236
E-mail: opto-m@olympus.com.cn

www.olympus-ims.com/contact-us

• 该设备设计⽤于⼯业领域的EMC检测。若在居民区使⽤可能会影响该区域的其他设备。
• 所有公司和产品名称为其各⾃拥有者的商标和∕或注册商标。
• PC显⽰器上的影像为模拟影像。
• 规格和外观如有变更，恕不另⾏通知，且制造商对此不承担任何责任。

•              通过 ISO9001/ISO14001 认证。
• 显微镜的照明装置有使⽤寿命。需要定期检查。有关详细信息，请登录奥林巴斯⽹站。



USPM-ST-R
旋转台

USPM-OB40x
40倍物镜

USPM-OB20x
20倍物镜

USPM-OB10x
10倍物镜

USPM-CS01 
控制电源箱

透过率测定装置

USPM-SSS

USPM-LS

USPM-HREF

USPM-45REF
PC

USPM-ST-T*
倾斜受台

USPM-CL-T
透过率准直仪组件

USPM-POL
偏光元件组件

45度反射率
测定装置

USPM-45EXP
45度反射率测定组件 45度参照标准

BK7参照标准 高反射率参照标准波长校准样品

USPM-TU
透过率测定组件

标准套装

USPM-RU-W
System Diagram

USPM-W-B

*可作为独⽴组件使⽤。
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标准装置

测定反射率

测定膜厚

测定物体颜⾊

透过率测定装置

45度反射率测定装置

测定透过率

测定物体颜⾊

测定⼊射⾓为45度的反射率

测定物体颜⾊

奥林巴斯的近红外显微分光测定仪
USPM-RU-W可以⾼速&⾼精细地进⾏可
视光区域⾄近红外区域的⼤范围波长的分
光测定。由于其可以很容易地测定通常的
分光光度计所不能测定的细微区域、曲⾯
的反射率，因此最适⽤于光学元件与微⼩
的电⼦部件等产品。

USPM-RU-W
近红外显微分光测定仪 测定Ø17~70 μm的微⼩点的反射率。

测定反射率

反射率测定光路图

45度反射率测定光路图

活⽤反射率数据，测定约50 nm~约10 μm
的单层膜、多层膜的膜厚。

测定膜厚
根据反射率数据显⽰XY⾊度图、L*a*b*
⾊度图及相关数值。

测定物体颜⾊

有利于测定曲⾯边
缘的反射率。
（选配）

旋转台

膜厚测定的图例 物体⾊的测定图例

从侧⾯向45度⾯反射Ø2 mm的平⾏光，
测定其反射率。（选配）

测定⼊射⾓为45度的反射率

进⾏透过率及⼊射⾓45度的反射率
测定的P偏光、S偏光测定。（选配）

偏光元件装置

透过率测定光路图

从受台下部透过Ø2 mm的平⾏光，测定
平⾯样品的透过率。（选配）

测定透过率

使⽤⼀台近红外显微分光测定仪就可以
进⾏各种分光测定的充实的测定功能。

※插图为形象图。（不能正确地表现实际情况）

可以在⼀个界⾯中易懂地显⽰分光
反射率/透过率图表、⽂本、颜⾊测
定（XY⾊度图、L*a*b*⾊度图）、
膜厚测定值。

可以配置USPM-RU-W软件，使之
达到应对具体样品的最佳性能。

通过使⽤调焦窗⼝和中⼼
（CT）窗⼝分别对齐Z轴和
XY轴，可以轻松确定测定点
的位置。

可以设置规格值，⾃动显⽰
是否合格。

位置调整

焦点

易懂的布局显⽰
各个窗⼝的布局配置、尺⼨变更、窗⼝的显⽰/不显⽰等可以根据测定⽬的、操作⼈员的喜好进⾏⾃动设置。

灵活对应各种应⽤

多样的测定结果 位置调整、
焦点调整简单

⾃动判定合格与否的
规格设置功能

⾼速、⾼精度地应对多样化测定需求。

拥有使⽤⽅便的⽤户界⾯的
分光解析软件。

评估镜⽚的涂层，测定反射率、物体颜⾊和
膜厚。

测定微⼩电⼦部件的反射率和膜厚。

测定平⾯光学元件的反射率、膜厚和透过率。

测定光学元件在45度⼊射⾓时产⽣的反射率。

数码相机镜⽚

投影仪镜⽚ 光读取头镜⽚

⼿机相机镜⽚

印制电路板LED包装 棱镜 反射镜

液晶彩⾊滤镜 光学薄膜

 ⾼速测定反射率、膜厚、物体颜⾊和透过率

 覆盖从380 nm~1050 nm波长的⼤范围区域

 ⾮接触式测定曲⾯反射率

1 3 4
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M1731C-072015

（单位：mm）

型号 USPM-OB10x USPM-OB20x USPM-OB40x

倍率 x04 x02 x01

测定NA*4 0.12 0.24 0.24

测定范围*5 70 μm 35 μm 17.5 μm

⼯作距离 14.3 mm 4.2 mm 2.2 mm

样品的曲率半径 ±5 mm～ ±1 mm～ ±1 mm～

物镜

反射率测定 透过率测定*1 45度反射率测定*1

*1 选件组件   *2 本社测定条件下的测定  *3 包括透过测定装置和45°反射率测定装置的总重量⼤约为33Kg

*4 不同于物镜的NA。  *5 点径
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名称 近红外显微分光测定仪  近红外显微分光测定仪⽤  近红外显微分光测定仪⽤

    透过率测定选配件 45度反射率测定选配件

型号 USPM-RU-W
测定波长 380～1050 nm
测定⽅法 对参照样品的⽐较测定  对100%基准的透过率测定  对参照样品的⽐较测定

测定范围 参照下列对物镜的规格  约ø2.0 mm
测定重复性 反射率测定 使⽤10×、20×物镜时  ±0.02[%]以下（430-1010 nm）、 ±0.3[%]以下（430-1010 nm）、

（3σ）*2   ±0.2[%]以下（上述以外） ±1.0[%]以下（左侧记载除外）

  使⽤40×物镜时  ±0.05[%]以下（430-950 nm）、

   ±0.5[%]以下（上述以外）

 厚膜测定  ±1% —
波长显⽰分辨率 1 nm
照明附件 专⽤卤素灯光源　 JC12V 55W（平均寿命700 h）
位移受台 承载⾯尺⼨：200(W)×200(D) mm　　

 承重：3 kg
 ⼯作范围：(XY) ±40 mm, (Z)125 mm
倾斜受台    承载⾯尺⼨：140(W)×140(D) mm
 —   承重：1 kg
    ⼯作范围：(XT) ±1°, (YT) ±1°
装置质量 主体：约26 kg（PC除外）  主体：约31 kg（PC除外）*3

 控制电源箱：约6.7 kg
装置尺⼨ 主体部位：360(W)×446(D)×606(H) mm 主体部位：360(W)×631(D)×606(H) mm
 控制电源箱：250(W)×270(D)×125(H) mm （不包括突出部分）
电源规格 输⼊规格：AC 100-240V (110V) 50/60 Hz
使⽤环境 ⽔平⽆振动的场所

 温度：15～30℃
 湿度：15～60％RH（⽆结露） 
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如需咨询或联系，请登录：

奥林巴斯株式会社
⽇本国东京都新宿区西新宿2丁⽬3-1 Shinjuku Monolith

奥林巴斯（中国）有限公司⼴州分公司
⼴州市环市东路403号 ⼴州国际电⼦⼤厦15层
电话：020-6122-7171 传真：020-6122-7178
E-mail: opto-m@olympus.com.cn

奥林巴斯（中国）有限公司上海分公司
上海市徐汇区淮海中路1010号 嘉华中⼼10层
电话：021-5170-6105 传真：021-5170-6236
E-mail: opto-m@olympus.com.cn

www.olympus-ims.com/contact-us

• 该设备设计⽤于⼯业领域的EMC检测。若在居民区使⽤可能会影响该区域的其他设备。
• 所有公司和产品名称为其各⾃拥有者的商标和∕或注册商标。
• PC显⽰器上的影像为模拟影像。
• 规格和外观如有变更，恕不另⾏通知，且制造商对此不承担任何责任。

•              通过 ISO9001/ISO14001 认证。
• 显微镜的照明装置有使⽤寿命。需要定期检查。有关详细信息，请登录奥林巴斯⽹站。
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USPM-POL
偏光元件组件

45度反射率
测定装置

USPM-45EXP
45度反射率测定组件 45度参照标准

BK7参照标准 高反射率参照标准波长校准样品

USPM-TU
透过率测定组件

标准套装

USPM-RU-W
System Diagram

USPM-W-B

*可作为独⽴组件使⽤。
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测定物体颜⾊

透过率测定装置

45度反射率测定装置

测定透过率

测定物体颜⾊

测定⼊射⾓为45度的反射率

测定物体颜⾊

奥林巴斯的近红外显微分光测定仪
USPM-RU-W可以⾼速&⾼精细地进⾏可
视光区域⾄近红外区域的⼤范围波长的分
光测定。由于其可以很容易地测定通常的
分光光度计所不能测定的细微区域、曲⾯
的反射率，因此最适⽤于光学元件与微⼩
的电⼦部件等产品。

USPM-RU-W
近红外显微分光测定仪 测定Ø17~70 μm的微⼩点的反射率。

测定反射率

反射率测定光路图

45度反射率测定光路图

活⽤反射率数据，测定约50 nm~约10 μm
的单层膜、多层膜的膜厚。

测定膜厚
根据反射率数据显⽰XY⾊度图、L*a*b*
⾊度图及相关数值。

测定物体颜⾊

有利于测定曲⾯边
缘的反射率。
（选配）

旋转台

膜厚测定的图例 物体⾊的测定图例

从侧⾯向45度⾯反射Ø2 mm的平⾏光，
测定其反射率。（选配）

测定⼊射⾓为45度的反射率

进⾏透过率及⼊射⾓45度的反射率
测定的P偏光、S偏光测定。（选配）

偏光元件装置

透过率测定光路图

从受台下部透过Ø2 mm的平⾏光，测定
平⾯样品的透过率。（选配）

测定透过率

使⽤⼀台近红外显微分光测定仪就可以
进⾏各种分光测定的充实的测定功能。

※插图为形象图。（不能正确地表现实际情况）

可以在⼀个界⾯中易懂地显⽰分光
反射率/透过率图表、⽂本、颜⾊测
定（XY⾊度图、L*a*b*⾊度图）、
膜厚测定值。

可以配置USPM-RU-W软件，使之
达到应对具体样品的最佳性能。

通过使⽤调焦窗⼝和中⼼
（CT）窗⼝分别对齐Z轴和
XY轴，可以轻松确定测定点
的位置。

可以设置规格值，⾃动显⽰
是否合格。

位置调整

焦点

易懂的布局显⽰
各个窗⼝的布局配置、尺⼨变更、窗⼝的显⽰/不显⽰等可以根据测定⽬的、操作⼈员的喜好进⾏⾃动设置。

灵活对应各种应⽤

多样的测定结果 位置调整、
焦点调整简单

⾃动判定合格与否的
规格设置功能

⾼速、⾼精度地应对多样化测定需求。

拥有使⽤⽅便的⽤户界⾯的
分光解析软件。

评估镜⽚的涂层，测定反射率、物体颜⾊和
膜厚。

测定微⼩电⼦部件的反射率和膜厚。

测定平⾯光学元件的反射率、膜厚和透过率。

测定光学元件在45度⼊射⾓时产⽣的反射率。

数码相机镜⽚

投影仪镜⽚ 光读取头镜⽚

⼿机相机镜⽚

印制电路板LED包装 棱镜 反射镜

液晶彩⾊滤镜 光学薄膜

 ⾼速测定反射率、膜厚、物体颜⾊和透过率

 覆盖从380 nm~1050 nm波长的⼤范围区域

 ⾮接触式测定曲⾯反射率
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规格

尺⼨图

M1731C-072015

（单位：mm）

型号 USPM-OB10x USPM-OB20x USPM-OB40x

倍率 x04 x02 x01

测定NA*4 0.12 0.24 0.24

测定范围*5 70 μm 35 μm 17.5 μm

⼯作距离 14.3 mm 4.2 mm 2.2 mm

样品的曲率半径 ±5 mm～ ±1 mm～ ±1 mm～

物镜

反射率测定 透过率测定*1 45度反射率测定*1

*1 选件组件   *2 本社测定条件下的测定  *3 包括透过测定装置和45°反射率测定装置的总重量⼤约为33Kg

*4 不同于物镜的NA。  *5 点径

PC

名称 近红外显微分光测定仪  近红外显微分光测定仪⽤  近红外显微分光测定仪⽤

    透过率测定选配件 45度反射率测定选配件

型号 USPM-RU-W
测定波长 380～1050 nm
测定⽅法 对参照样品的⽐较测定  对100%基准的透过率测定  对参照样品的⽐较测定

测定范围 参照下列对物镜的规格  约ø2.0 mm
测定重复性 反射率测定 使⽤10×、20×物镜时  ±0.02[%]以下（430-1010 nm）、 ±0.3[%]以下（430-1010 nm）、

（3σ）*2   ±0.2[%]以下（上述以外） ±1.0[%]以下（左侧记载除外）

  使⽤40×物镜时  ±0.05[%]以下（430-950 nm）、

   ±0.5[%]以下（上述以外）

 厚膜测定  ±1% —
波长显⽰分辨率 1 nm
照明附件 专⽤卤素灯光源　 JC12V 55W（平均寿命700 h）
位移受台 承载⾯尺⼨：200(W)×200(D) mm　　

 承重：3 kg
 ⼯作范围：(XY) ±40 mm, (Z)125 mm
倾斜受台    承载⾯尺⼨：140(W)×140(D) mm
 —   承重：1 kg
    ⼯作范围：(XT) ±1°, (YT) ±1°
装置质量 主体：约26 kg（PC除外）  主体：约31 kg（PC除外）*3

 控制电源箱：约6.7 kg
装置尺⼨ 主体部位：360(W)×446(D)×606(H) mm 主体部位：360(W)×631(D)×606(H) mm
 控制电源箱：250(W)×270(D)×125(H) mm （不包括突出部分）
电源规格 输⼊规格：AC 100-240V (110V) 50/60 Hz
使⽤环境 ⽔平⽆振动的场所

 温度：15～30℃
 湿度：15～60％RH（⽆结露） 

如需咨询或联系，请登录：

奥林巴斯株式会社
⽇本国东京都新宿区西新宿2丁⽬3-1 Shinjuku Monolith

奥林巴斯（中国）有限公司⼴州分公司
⼴州市环市东路403号 ⼴州国际电⼦⼤厦15层
电话：020-6122-7171 传真：020-6122-7178
E-mail: opto-m@olympus.com.cn

奥林巴斯（中国）有限公司上海分公司
上海市徐汇区淮海中路1010号 嘉华中⼼10层
电话：021-5170-6247 传真：021-5170-6236
E-mail: opto-m@olympus.com.cn

www.olympus-ims.com/contact-us

• 该设备设计⽤于⼯业领域的EMC检测。若在居民区使⽤可能会影响该区域的其他设备。
• 所有公司和产品名称为其各⾃拥有者的商标和∕或注册商标。
• PC显⽰器上的影像为模拟影像。
• 规格和外观如有变更，恕不另⾏通知，且制造商对此不承担任何责任。

•              通过 ISO9001/ISO14001 认证。
• 显微镜的照明装置有使⽤寿命。需要定期检查。有关详细信息，请登录奥林巴斯⽹站。
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